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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【公開番号】特開2018-65199(P2018-65199A)
【公開日】平成30年4月26日(2018.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2018-016
【出願番号】特願2016-203685(P2016-203685)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｑ  17/09     (2006.01)
   Ｇ０５Ｂ  19/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｑ   17/09     　　　Ａ
   Ｇ０５Ｂ   19/18     　　　Ｗ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月30日(2019.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　次に、サンプリング周期ＳＴでの主軸２の駆動負荷の測定を開始するとともに、その測
定値と測定時における主軸２の回転位相とを関連づけ、測定記録部４へ順次記録する（Ｓ
２）。なお、制御装置１２が、主軸装置１１から主軸２の回転位相を取得しない場合には
、下記式１にて回転周期ＲＴ＝１００ｍｓｅｃと求め、測定開始からの経過時間と回転周
期ＲＴとの剰余によって、主軸２の回転位相を算出するようにしてもよい。
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